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本研究では、電気絶縁、トリチウム増殖・透過

防止などの機能を担い、ブランケットシステムを

成立させるために必要とされている酸化エルビ

ウム被覆について、光学遷移を示す酸化物中のエ

ルビウムイオンEr3+からの発光スペクトルの詳

細解析に取り組んでいる。図1に示すように、イ

オンビームや電子線の照射によって、酸化エルビ

ウムの焼結体とコーティング試料からの蛍光が

観測される[1,2]。コーティング試料については、

その結晶性に依存して発光スペクトルが変化し

ている様子が分かる。また、図2は、4F9/2と4S3/2

の発光線の相対強度比が、アルゴンイオンAr+の

照射量に伴い変化している様子を示している。こ

の変化はアルゴンイオン照射により結晶中に蓄

積される照射欠陥の影響と考えられている。 

酸化エルビウムからの蛍光は、結晶中のEr3+イ

オンの発光によるものであり、照射欠陥の蓄積に

よって発光体周辺の結晶場（リガンド場[3]）が変

化し、それが発光スペクトルに影響を与えると考

えられる。この結晶場の影響を理解することが、

発光スペクトルの変化から欠陥のミクロ構造を

研究するうえで最も重要である。そこで、我々は、

相対論的原子過程コードgrasp2K[4]を発展させ

て、実験の蛍光スペクトルを与えるエルビウムイ

オン周辺の結晶場の理論計算に取り組んでいる

ので、それについて報告する。 
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図 1 イオンビームと電子線により誘起される酸化エルビ

ウム試料からの発光スペクトル．図の波長領域には，
4F9/2→4I15/2 （ 640~690nm ） な ら び に 4S3/2→4I15/2

（ 530~580nm ） の 多 重 項 間 遷 移 が 観 測 さ れ る ．

MOCDV-DPM, MOCVD-IBPM は有機金属気相成長法，

MODは有機金属分解により，それぞれ作成された酸化エル

ビウム被膜試料． 

 
 

図2 酸化エルビウムの焼結体試料にアルゴンAr+イオン（35 

keV）を照射して観測される 684 nm（4F9/2→4I15/2）と 564 nm

（4S3/2→4I15/2）付近の発光線の強度比．横軸は単位面積当た

りのイオン照射量（m-2）． 


